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SENSORES DE DESPLAZAMIENTO

Aplicaciones

Medidas directas

Contractibilidad de musculos
Propiedades de huesos sometidos a tensiones

Cambios en el volumen toracico durante la respiracion

Medidas indirectas

Transductores de presion mediante diafragma

Transductores de fuerza mediante células de carga



POTENCIOMETROS RESISTIVOS

Fundamento fisico:

Resistencia con dos terminales fijos y un contacto movil deslizante o giratorio
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Geometria: lineal, angular o helicoidal

Materiales: hilo metalico bobinado, cermet (ceramica metalica), plasticos conductores



GALGAS EXTENSOMETRICAS

Fundamento fisico

/
Metales y
aleaciones
\_
Semiconductores{

Especificaciones:
-Resistencianominal R, (~100Q metalicas, KQ semiconductores)

-Factorde la galga G
-Deformacién maxima (~10* pe metales, 103 ye en semiconductores)

Efecto piezorresistivo: variacion de la resistencia eléctrica con la

M‘LMLM deformacion mecanica

Temperature
coefficient of
Composition Gage resistivity
Material (%) factor (°C™' x 1079
Constantan Niys, Cusgs 2.1 +2
(advance)
Isoelastic Niyg, Cry 3.52to 3.6 +17
(Mn, Si, Mo),
Fes,
Karma Ni'}g, Crw. .FC} 2.1 +2
Cu.;
Manganin Cug, Mn,,, Ni, 0.3 to 0.47 +2
Alloy 479 Pty;, Wy 3.6to 4.4 +24
Nickel Pure —-12 to —20 670
Nichrome V Nigy, Cry 2.1to 2.63 10
Silicon (p type) 100 to 170 70 to 700
Silicon (n type) — 100 to — 140 70 to 700
Germanium (p type) 102
Germanium (n type) —150




SENSORES CAPACITIVOS

Fundamento fisico

Capacidad variable de conductores separados por un dieléctrico o el vacio.

O C: capacidad
C=—— Q: carga
AV AV: diferencia de potencial entre placas
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Gran sensibilidad: posibilidad de detectar variaciones muy pequenas



SENSORES INDUCTIVOS

Fundamento fisico

Cambio en la autoinductancia de una bobina o en el
acoplamiento magnético entre varias bobinas.

INDUCCION VARIABLE
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TRANSFORMADORES: LVDT (Linear Variable Differential Transformer)
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SENSORES PIEZOELECTRICOS

Fundamento fisico: efecto piezoeléctrico

Generacion de carga eléctrica en un material cristalino por la aplicacion de
una tension mecanica. Efecto reversible

Aplicacion para la medida de fuerza y aceleracion. Sensores de ultrasonidos
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PVDF BaTiO4 PZT  Quartz TGS
Density (x10° kg/m?) 1.78 5.7 75 265  1.69
Dielectric constant, s, 12 1700 1200 4.5 45
Elastic modulus (10! N/m) 0.3 11 83 77 3
(.I'I_"‘.'[ =20
Piezoelectric constant (pC/N) dyp =12 78 110 2.3 25
(.n"_?._?. =—30
Pyroelectric constant (1074 C/m? K) 4 20 27 — 30
Electromechanical coupling constant (%) 11 21 30 10 —
Acoustic impedance (106 I-(g;’m2 s) 2.3 25 25 14.3 —




SENSORES OPTICOS

Opposed sensing mode. i
Retroreflective sensing mode. Diffuse sensing mode.
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